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 SnO2  نغاس CO2 دراطح تأثٍز انتهذٌن  ػهى انخىاص انتزكٍثٍح وانتذظظٍح  

 لأغشٍح
 

 **أشىاق ػثذ انذظٍن جثز  **ػثذ انذظٍن خضٍز انطٍف *انذظٍن جثز ػثذافزاح 
 **كزايح ػثذ ػهً يذًذ ػهً     **يزوج ػهً ػثىد   **هفخرطىل دظٍن ي

 فزح غانى خانذ*
 

 3122، ضبٟٔاٌ وبْٔٛ، 4اعزلاَ اٌجحش 

 3122،  حض٠شاْ، 41لجٛي إٌشش 

 

 :انخلاطح
ثطش٠مخ اٌشػ اٌى١ّ١بٚٞ ػٍٝ لٛاػذ صعبع١خ  SnO2 رُ فٟ ٘زا اٌجحش رحؼ١ش أغش١خ سل١مخ ٌشجٗ اٌّٛطً      

  (0.125M)ثبعزخذاَ ِحٍٛي ِبئٟ ٌىٍٛس٠ذاد اٌمظذ٠ش اٌّبئ١خ ٚثزشو١ض  (723K)اٌحشاسٞ راد دسعخ حشاسح

(. رُ دساعخ اٌخٛاص 823K.أعش٠ذ ػ١ٍّخ اٌزٍذ٠ٓ ٌلأغش١خ اٌّحؼشح ػٕذ دسعخ حشاسح)  (300nm)ثغّه 

لجً ٚ ثؼذ اٌزٍذ٠ٓ ثبلاػبفخ اٌٝ رٌه دسط رؤص١ش اٌزٍذ٠ٓ ػٍٝ  CO2اٌزشو١ج١خ ٚاٌزحغغ١خ ٌلأغش١خ اٌّحؼشح ٌغبص 

 ٌحغُ اٌحج١جٟ ٌزٍه الأغش١خ. ا

 

 (  thin film, SnO2,CO2 gas sensor انكهًاخ انًفتادٍح:)

 

 :انًمذيح 
ٔز١غخ ٌٍزطٛس اٌؼٍّٟ فمذ رطٛسد طشائك      

رحؼ١ش الأغش١خ اٌشل١مخ ٚأطجحذ ػٍٝ دسعخ 

ػب١ٌخ ِٓ اٌذلخ فٟ رحذ٠ذ عّه اٌغشبء ٚرغبٔغٗ ، 

ٚرؼذدد طشائمٙب ٚأطجح ٌىً طش٠مخ خظٛط١برٙب 

ٚاِز١بصارٙب ٌزؤدٞ اٌغشع اٌزٞ اعزخذِذ ِٓ اعٍٗ 

ص٠خ ، ٚٔظشاً ٌٍزمذَ اٌظٕبػٟ ِغ ص٠بدح اٌٍّٛصبد اٌغب

أظجذ عٙٛد اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌجبحض١ٓ ٌٍٛطٛي اٌٝ 

ِزحغغبد غبص٠خ ثىٍفخ ل١ٍٍخ ٚراد رحغغ١خ 

[، ٚرٛعغ 1ٚأزمبئ١خ ػب١ٌخ ِغ رم١ٕخ رشغ١ً ثغ١طخ ]

اعزخذاَ أوبع١ذ اشجبٖ اٌّٛطلاد 

(Semiconductor Oxides  وّزحغغبد ٌٍغبص )

فٟ ع١ّغ ِغبلاد اٌح١بح لأْ طحخ ٚعلاِخ اٌفشد 

ٌؼ١ٍّخ اٌّّٙخ ِٓ أعً رٛفش الأِبْ ِٓ اٌّٛاػ١غ ا

ٚاٌغلاِخ ِغ وً ٔبح١خ ِٓ ٔٛاحٟ اٌؼًّ .اْ اخز١بس 

اٌطش٠مخ إٌّبعجخ ٌزحؼ١ش اٌغشبء رؼزّذ ػٍٝ 

ػٛاًِ ػذح أّ٘ٙب ٔٛع اٌّٛاد اٌّغزخذِخ فٟ 

اٌشل١مخ  SnO2حؼشد أغش١خ  [.2رحؼ١شاٌغشبء ]

 إٌٛعـ ثطش٠مخ اٌزشع١ت اٌحشاسٞ اٌى١ّ١بئٟ ِٓ 

، طجمذ ٘زٖ الأغش١خ فٟ ِغبي   n- type اٌغبٌت

ِزحغغغبد اٌغبص٠خ ٔظشاً لإِزلاوٙب فغٛح طبلخ 

ٚاعؼخ ٚلبث١ٍخ إِزضاص ػب١ٌخ ٌغبصاد 

NO2,H2S,H2  ,CO2  ح١ش رؼبٟٔ ٘زٖ الأغش١خ

ِٓ إٔخفبع حبعض اٌغٙذ فٟ حبٌخ اٌغبصاد 

ٌزٌه فؤْ الأٌىزشٚٔبد رحزبط  H2اٌّخزضٌخ ِضً غبص 

خ ٌؼجٛس رٌه اٌحبعض أٞ اٌٝ و١ّخ ل١ٍٍخ ِٓ اٌطبل

ص٠بدح  فٟ اٌزٛط١ٍ١خ ٚوزٌه إسرفبع فٟ حبعض اٌغٙذ 

ٔظشا   CO2فٟ حبٌخ اٌغبصاد اٌّؤوغذح ِضً غبص 

لأِزظبص الأٚوغغ١ٓ ٚرى٠ٛٓ أ٠ٛٔبد الأٚوغغ١ٓ 

 [.3اٌزٟ رمًٍ ِٓ اٌزٛط١ٍ١خ ]

 

 :انًىاد وطزائك انؼًم 
 SnO2تذضٍز أغشٍح    

ػٕذ رحؼ١ش اٌّحٍٛي اٌّغزؼًّ ٌزشع١ت           

أعزخذِذ اٌّبدح اٌى١ّ١بئ١خ وٍٛس٠ذاد  SnO2أغش١خ 

( ٟٚ٘ ثشىً  SnCl2 : 2H2Oاٌمظذ٠ش اٌّبئ١خ ) 

( ٚرٌه  M 0.125ِغحٛق اث١غ اٌٍْٛ ثزشو١ض )

( ِٓ  ml 100( ِٓ اٌّبدح فٟ )  gm 2.8ثئراثخ )

( ،  30mlِحٍٛي ِىْٛ ِٓ ) ِبء ِمطش ) 

ٚحبِغ ا١ٌٙذسٚوٍٛس٠ه   (،ml 35) ١ِٚضبٔٛي

( ( ٚرىْٛ الإراثخ رذس٠غ١خ   35ml)  HClاٌّشوض 

 [ :5,4ٚحغت اٌّؼبدٌخ ا٢ر١خ]

 

SnCl2                      SnO2  + Cl2 

  

  CO2فذىطاخ انتذظظٍح نغاس  

 لٍاطاخ تذظظٍح انغشاء نهغاساخ 
(  2رُ اعزخذاَ إٌّظِٛخ اٌّج١ٕخ فٟ اٌشىً )      

ٌّؼشفخ رحغغ١خ اٌغشبء ٌغبصاد ِخزٍفخ ٚاٌّزىٛٔخ 

.ِٓ 

أٔبث١ت  -Rotary .3ِؼخخ رفش٠غ ٔٛع  -2 

لبسا  -5ِزحغظ ل١بط اٌزفش٠غ.  -4رٛط١ً.

(  Chamberحغشح ٚػغ اٌؼ١ٕبد)  - 6اٌؼغط. 

 ٚف١ٙب:

 فزحخ ٌؼخ ٚرفش٠غ اٌغبصاد.  -أ

 (. Glass windowفزحخ رغزخذَ وـ )  -ة 

723 K 

 عبِؼخ ثغذاد-اٌف١ض٠بءلغُ *

 ، اٌؼشاقٚصاسح اٌؼٍَٛ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب**

 

 



  3122( 3)9يجهذ           نهؼهىو                       تغذاد يجهح 
 

585 

ِغٙض لذسح  -7لأخز الإشبسح. ،  Lead throw -عـ

 (DC . Power supply  .)8-       .لبسا ِمبِٚخ

 حبًِ حذ٠ذٞ ٌٛػبء رى٠ٛٓ اٌغبص.( -9

ثؼذ رٛط١ً ألطبة الأ١ٌَّٕٛ اٌّشعجخ ػٍٝ اٌغشبء 

ثؤعلان رٛط١ً رضجذ اٌؼ١ٕخ ػٍٝ لبػذح داخً 

اٌحغشح ٠ٚزُ ػخ اٌغبص ٚلشاءح اٌزغ١ش فٟ ِمبِٚخ 

صٛأٟ ( ٚوزٌه ل١بط  6اٌغشبء ِغ اٌضِٓ ) وً 

اٌز١بس ِمبثً اٌفٌٛز١خ فٟ حبٌخ ػذَ ٚعٛد اٌغبص 

 شبء. ٚثٛعٛد اٌغبص ٌّؼشفخ رؤص١ش اٌغبص ػٍٝ اٌغ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يتذظض لٍاص -4أناتٍة تىطٍم  -Rotary .3يضخح تفزٌغ نىع  -2(( ينظىيح انتذظض نهغاساخ  2شكم ) 

 ( وفٍها: Chamberدجزج وضغ انؼٍناخ)  - 6لارئ انضغط.   -5

 لأخذ الإشارج.   Lead throw -(.جـ Glass windowفتذح تظتخذو كـ )  -فتذح نضخ وتفزٌغ انغاساخ.ب-أ

 دايم دذٌذي نىػاء تكىٌن انغاس.( -9لارئ يماويح.  -8(. DC . Power supplyيجهش لذرج )  -7

 

 

 . 6] [دظاب انتذظظٍح 

  -[ : 2( وّب ٠ٍٟ ] ٠Sّىٓ حغبة اٌزحغغ١خ )

S =| ( Rg - Ra ) / Ra| × 100% ….(1) 

  -ح١ش إْ :

Rg  اٌّمبِٚخ اٌىٙشثبئ١خ ٌٍغشبء اٌّزحغظ ثٛعٛد :

 اٌغبص. 

Ra  ٟاٌّمبِٚخ اٌىٙشثبئ١خ ٌٍغشبء اٌّزحغظ ف :

 اٌٙٛاء. 

 -[: ٠ٚ2ّىٓ أ٠ؼب حغبثٙب ِٓ اٌّؼبدٌخ اٌزب١ٌخ ]  

S = |( Rg - Ra ) /c Ra| × 100% ….(2) 

 : رشو١ض اٌغبصc ح١ش أْ

٠ّٚىٓ حغبة اٌزحغغ١خ ثبعزخذاَ اٌزٛط١ٍ١خ 

  -: ]4 [ ٚحغت ِب ٠ٍٟ

a ……..( 3) σg  / σS =   

  -إر إْ :

gσ .رٛط١ٍ١خ اٌغشبء اٌّزحغظ ثٛعٛد اٌغبص : 

aσ .رٛط١ٍ١خ اٌغشبء اٌّزحغظ فٟ اٌٙٛاء : 

 

-nفجبٌٕغجخ إٌٝ شجٗ اٌّٛطً ِٓ ٔٛع ) 

type  ٓفؤْ ا٠ٛٔبد الأٚوغغ١ )O2  ٍٝاٌّٛعٛدح ػ

اٌغطح ػٕذ اٌحذٚد اٌحج١ج١خ عٛف رّزض ِٓ لجً 

اٌغبص إٞ عٛف ٠مً رشو١ض حبِلاد اٌشحٕخ ٠ّٕٚٛ 

حبعض اٌغٙذ ١ٌؼشلً ِشٚس حبِلاد اٌشحٕخ فؼٕذ 

(  CO2رؼش٠غ اٌغشبء إٌٝ غبص ِؤوغذ ِضً ) 

ص لأ٠ٛٔبد الأٚوغغ١ٓ اٌّٛعٛدح ػٍٝ ف١حظً اِزضا

اٌغطح ػٕذ اٌحذٚد اٌحج١ج١خ ٚثزٌه عٛف ٠مً رشو١ض 

حبِلاد اٌشحٕخ إٞ ص٠بدح فٟ ِمبِٚخ اٌغشبء إٞ 

اٌزٛط١ٍ١خ رمً إِب فٟ حبٌخ رؼش٠غ اٌغشبء إٌٝ غبص 

( فؤ٠ٛٔبد الأٚوغغ١ٓ  H2  ،H2Sِخزضي ِضً ) 

اٌّّزض ػٍٝ اٌغطح عٛف رمً إٞ عٛف ٠ضداد 

ِلاد اٌشحٕخ إٞ ٠مً حبعض اٌغٙذ فجزٌه رشو١ض حب

( ٠ّضً رؤص١ش أِزضاص اٌغبص 3رمً ِمبِٚخ ٚاٌشىً )

 ػٍٝ حبعض اٌغٙذ. 

2 

1 

6 4 

5 

3 

7 
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( تثادل انشذناخ ػهى ططخ شثه انًىطم نتٍجح الأيذطاص انكًٍٍائً نلأوكظجٍن وتىسٌغ انجهذ ػثز 3شكم )

 .  ]7 [انتماء انذثٍثاخ 

 

ػٕذ رؼشع اٌغشبء اٌٝ غبص ِخزضي فؤْ أ٠ٛٔبد 

الأٚوغغ١ٓ اٌّّزض ػٍٝ اٌغطح عٛف رمً أٞ رضداد 

حبِلاد اٌشحٕخ أٞ ٠مً حبحض اٌغٙذ ػٕذ اٌحذٚد 

اٌحج١جخ فجزٌه رمً اٌّمبِٚخ أٞ رضداد اٌزٛط١ٍ١خ 

 7,6] [ (.3ٚوّب فٟ اٌشىً )

 

 :اننتائج وانًنالشح 
 

 ض انتزكٍثٍح لٍاطاخ انخظائ

ِA-   .ًنتائج انفذض تانًجهز انضىئ 

٠ج١ٓ اٌفحض ثبٌّغٙش اٌؼٛئٟ ِٓ ٔٛع )     

NIKON , ECLIPSE , ME600  ِضٚد ثآٌخ )

( ِٓ ٔٛع )  (Digital Cameraرظ٠ٛش سل١ّخ   

Nikon  ( ثمٛح رىج١ش ِمذاس٘ب )1000X  لأغش١خ)

SnO2  ًاٌشل١مخ لجً ٚثؼذ اٌزٍذ٠ٓ ِٓ خلاي اٌشى

( ٚٔلاحظ ِٓ اٌشىً ٚعٛد رفشػبد شغ١ش٠خ 4)

رش١ش اٌٝ ِشاحً ّٔٛ ثذائ١خ فٟ اٌغشبء ٚٔلاحظ ثؼذ 

اٌزٍذ٠ٓ اخزفبء أغٍت اٌؼ١ٛة اٌغطح١خ ٚاٌضمٛة 

ٚظٙٛس اٌحذٚد اٌحج١جخ ثشىً ٚاػح ٚ٘زا ٠ش١ش اٌٝ 

رحغٓ اٌزشو١ت اٌجٍٛسٞ ٌٍغشبء أٞ رحغٓ فٟ 

 ئض الأغش١خ .خظب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a      -                لثم انتهذٌنb- تؼذ انتهذٌن 
 SnO2( طىر انًجهز انضىئً نغشاء 4شكم  )

 1000Xلثم وتؼذ انتهذٌن ػنذ تكثٍز 

B-     نتائج فذض الاشؼح انظٍنٍح 

رُ اٌزؼشف ػٍٝ رشو١ت الأغش١خ اٌّحؼشح لجً    

ٚثؼذ اٌزٍذ٠ٓ ثبعزؼّبي رم١ٕخ ح١ٛد الأشؼخ اٌغ١ٕ١خ ، 

 – XRح١ش ٠زُ فحض اٌؼ١ٕـبد ثٛعبطخ عٙـبص) 

DIFRACTOMETER / 6000  ِـٓ ٔـٛع )

Shimadzu  ار رج١ٓ أٙب راد رشو١ت ِزؼذد ،

( ِٚٓ إٌٛع سثبػٟ  Polycrystallineاٌزجٍٛس ) 

 (Tetragonal  ٚثؤرغب١٘خ عبئذح )

ٚرُ حغبة اٌّغبفخ  (110,101,200,211)

( ِٓ لبْٔٛ ثشان  212اٌجٍٛس٠خ ٌٍّغزٛٞ اٌجٍٛسٞ ) 

( ٚصبثذ اٌشجى١خ  °d = 3.350Aفىبٔذ          ) 

(a = 4.736 Åٚ٘زا ٠زطبثك ِغ )  ٔزبئظ ثطبلخ 

(Stander for Testing Material 

American,ASTM)  ( ُح١ش 52 – 2556ثشل )

( ٚصبثذ اٌشجى١خ  d = 3.347 Åاٌّغبفخ اٌج١ٕ١خ ) 

(a = 4.748 Å  ِٓغ ٚعٛد اخزلاف طف١ف ث١ )

اٌم١ُ اٌّحغٛثخ ٚاٌم١ُ اٌم١بع١خ ِٚغ اٌذساعبد 

 (.6) ,(5وّب ِٛػح فٟ الأشىبي )  ]3 [اٌغبثمخ  

 

لثم  SnO2( دٍىد الأشؼح انظٍنٍح نغشاء 5شكم )

 .انتهذٌن
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تؼذ  SnO2( دٍىد الأشؼح انظٍنٍح نغشاء 6شكم ) 

 .  823Kانتهذٌن ػنذ

رُ حغبة اٌحغُ اٌحج١جٟ ثزؼ٠ٛغ اٌم١ُ اٌزٟ         

رُ اٌحظٛي ػ١ٍٙب ِٓ ٔزبئظ ح١ٛد الأشؼخ اٌغ١ٕ١خ 

(4فٟ الأشىبي اٌغبثمخ فٟ ِؼبدٌخ )
 

[ اٌّؼزـّذح 6]

ِج١ٓ فٟ ( ٚوّب  Full width half maxػٍـٝ ) 

 اٌغذٚي  

( ٚلذ ٚعذ ثؤْ ِؼذي اٌحغُ اٌحج١جٟ ٠ضداد  2) 

ثض٠بدح اٌزٍذ٠ٓ ٚ٘زا  ٠ؼضٜ اٌٝ أْ اٌزٍذ٠ٓ اٌٝ اٌغبء 

ثؼغ اٌّغز٠ٛبد ٚاٌؼ١ٛة اٌّٛعٛدح ثؼذ حظٛي 

ػ١ٍّخ ّٔٛ ٚأػبدح رشر١ت اٌحج١جبد طبلخ وبف١خ ٌٍّٕٛ 

 ٚاٌزشر١ت داخً اٌشج١ىخ.

        
     

     
             

 -ار اْ:

 صبثذ ػذدٞ ٠غّٝ صبثذ ششس  0.94

  (اٌطٛي اٌّٛعٟ اٌّغزخذَ ٌلأشؼخ اٌغ١ٕ١خnm 

  0.15406   ) 

ػشع  اٌّحٕٟ ػٕذ ِٕزظف اٌشذح اٌؼظّٝ   

rad)) 

   اٌضٚا٠خ(deg) 

 

( ٌثٍن لٍى انذجى انذثٍثً نغشاء  2جذول )

SnO2. 

G.S(nm) 
hkl 

 

d cal   

 (Å) 

d st    

(Å) 
2(deg 

)cal 

2(deg ) 

ST 
 

17.068 

17.33 

23.076 

30.373 

110 

101 

200 

211 

3.350 

2.645 

2.367 

1.764 

3.347 

2.642 

2.369 

1.763 

26.5820 

33.815 

37.933 

51.777 

 

26.592 

33.893 

37.949 

51.780 

لثم 

 انتهذٌن

20.210 

20.33 

26.152 

33.530 

110 

101 

200 

211 

3.351 

2.646 

2.366 

1.765 

3.347 

2.642 

2.369 

1.764 

26.576 

33.837 

37.958 

51.747 

26.611 

33.893 

37.949 

51.780 

تؼذ 

 انتهذٌن

 

 

  تغٍز انتذظظٍح يغ انتهذٌن( 4-3)

ػٕذ أعزخذاَ  SnO2رُ حغبة رحغغ١خ الأغش١خ     

ثؼذ ل١بط ِمبِٚخ اٌغشبء فٟ حبٌخ ػذَ  CO2غبص 

ٚعٛد اٌغبص ِٚٓ صُ ل١بط ِمبِٚخ اٌغشبء فٟ حبٌخ 

 (6)ٚرج١ٓ اٌشىً [6]ٚعٛد اٌغبص ثٛطفٗ داٌخ ٌٍضِٓ 

( ٠لاحظ ربص١ش اٌزٍذ٠ٓ  CO2رحغغ١خ اٌغشبء ٌغبص ) 

ح١ش ٠ؤدٞ اٌٝ رم١ٍٍٙب  SnO2ػٍٝ رحغغ١خ غشبء 

اٌزجٍٛس ٚرٌه ٠ؼضٜ اٌٝ اْ اٌزٍذ٠ٓ ٠ؤدٞ اٌٝ رحغٓ 

أٞ وجش اٌحغُ اٌحج١جٟ  ٚلٍخ اٌحذٚد اٌحج١ج١خ اٌزٟ 

٠حذس ػٕذ٘ب اٌزفبػً ث١ٓ اٌغبص ٚالأٚوغغ١ٓ 

اٌّّزض  ٌزٌه فؤْ اٌزحغغ١خ رمً أٞ اْ اٌزحغغ١خ 

 رزٕبعت ػىغ١بً ِغ اٌحغُ اٌحج١جٟ.

 
 نغاس SnO2 ( انتذظظٍح نغشاء 6شكم ) 

CO2 انتهذٌن. وتؼذلثم 
 

 . انفىنتٍح –خىاص انتٍار 

اٌفٌٛز١خ  –خٛاص اٌز١بس (7) ٔلاحظ ِٓ اٌشىً      

( CO2فٟ حبٌخ ػذَ ٚعٛد غبص ) SnO2لأغش١خ 

ح١ش أْ عٍٛن إٌّحٕٟ عٍٛن خطٟ فٟ دسعخ 

حشاسح اٌغشفخ ٚ٘زا اٌغٍٛن ٠ؼزّذ ػٍٝ ٔٛع اٌغبص 

اٌّغزؼًّ فؤرا وبْ اٌغبص ػبًِ ِؤوغذ ِضً 

، فزىْٛ ل١ّخ اٌز١بس فٟ حبٌخ ِشٚس اٌغبص  CO2غبص

ً ِٓ ل١ّخ اٌز١بس فٟ حبٌخ ػذَ ٚعٛدٖ لأْ ال

الاٌىزشٚٔبد رٕزمً ِٓ اٌّبدح راد ا١ًٌّ الاػٍٝ 

( ٚرذػٝ ثبٌؼبًِ  SnO2ٌفمذاْ الاٌىزشٚٔبد )

( CO2اٌّخزضي اٌٝ اٌّبدح راد ا١ًٌّ الاٚطؤ )غبص

ٚرذػٝ اٌؼبًِ اٌّؤوغذ فززؤوغذ الاٌٚٝ ٚرخزضي 

 .           [5]اٌضب١ٔخ 

                                             

 
انفىنتٍح فً دانتً وجىد  -( خىاص انتٍار(7شكم 

لثم  SnO2  ( نغشاء CO2وػذو وجىد غاس)

  انتهذٌن .

 

اعزخذِذ أوبع١ذ أشجبٖ اٌّٛطلاد ٌٍىشف ػٓ 

رشاو١ض ل١ٍٍخ ٌٍغبصاد اٌخط١شح اٌّٛعٛدح فٟ اٌٙٛاء 
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اٌغٛٞ ، ح١ش ٠ؼزّذ ِجذأ ١ِىب١ٔى١خ اٌىشف ػٍٝ 

ػ١ٍّخ اِزضاص اٌغبصاد ػٍٝ عطح اٚوغ١ذ شجٗ 

اٌّٛطً اٌّؼزّذح ػٍٝ ٚعٛد اٌؼ١ٛة اٌحغ١ّخ 

ٚػٍٝ اٌزشو١ت اٌجٍٛسٞ ٌٍغشبء ح١ش رظٙش رساد 

ػٍٝ عطح  O2الأٚوغغ١ٓ ػٍٝ شىً ا٠ٛٔبد 

اٌغشبء اٌزٟ رؼًّ ػٍٝ رى٠ٛٓ طجمخ اعزٕضاف ّٚٔٛ 

ػٕذ اٌحذٚد اٌحج١ج١خ ٚرّضً ا٠ؼبً  حبعض اٌغٙذ

ِظذس ٌمٕض عض٠ئبد اٌغبص اٌّّزضح ػٍٝ عطح 

 .  [6]اٌّزحغظ 

( فؤْ  n-typeفجبٌٕغجخ إٌٝ شجٗ ِٛطً ِٓ ٔٛع ) 

اٌّٛعٛدح ػٍٝ اٌغطح ػٕذ  O2ا٠ٛٔبد الأٚوغغ١ٓ 

اٌحذٚد اٌحج١ج١خ عٛف رّذص ِٓ لجً اٌغبص إٞ 

عٛف ٠مً رشو١ض حبِلاد اٌشحٓ ٠ّٕٚٛ حبعض 

ٙذ ١ٌؼشلً ِشٚس حبِلاد اٌشحٕخ فؼٕذ رؼش٠غ اٌغ

( ف١حظً  CO2اٌغشبء إٌٝ غبص ِؤوغذ ِضً )

اِذطبص لأ٠ٛٔبد الأٚوغغ١ٓ اٌّٛعٛدح ػٍٝ 

اٌغطح ػٕذ اٌحذٚد اٌحج١ج١خ ٚثزٌه عٛف ٠مً رشو١ض 

حبِلاد اٌشحٕخ إٞ ٠ضداد فٟ ِمبِٚخ اٌغشبء إٞ 

 .[8,7]( 3اٌزٛط١ٍ١خ رمً حغت اٌغذٚي  )

 

ٍز يماويح أوكظٍذ شثه انًىطم يغ ( تغ 3جذول ) 

 . [8]نىع انغاس 
Oxidizing gas 

 انغاس انًؤكظذ

Reducing gas 

 انغاس انًختشل

Material 

 نىع انًادج

 انًماويح تمم انًماويح تشداد
n-type 

 انظانة

 انًماويح تشداد انًماويح تمم
p-type 

 انًىجة

 

 :الاطتنتاجاخ  
 XRDرج١ٓ ِٓ ٔزبئظ فحٛطبد الأشؼخ اٌغ١ٕ١خ 

إٌم١خ اٌشل١مخ اٌّحؼشح راد  SnO2أْ أغش١خ 

رشو١ت ِزؼذد اٌزجٍٛس ِٓ إٌٛع اٌشثبػٟ   لجً 

ح١ش ٔلاحظ اْ اٌزحغغ١خ رمً ثؼذ ٚثؼذ اٌزٍذ٠ٓ 

اٌزٍذ٠ٓ أٞ اْ اٌزحغغ١خ رزٕبعت ػىغ١بً ِغ اٌحغُ 

، ح١ش أْ اٌزٍذ٠ٓ أدٜ إٌٝ ص٠بدح ِؼذي اٌحج١جٟ

 اٌحغُ اٌحج١جٟ.
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Abstract: 

     In this research thin films from SnO2 semiconductor have been prepared by using 

chemical pyrolysis spray method from solution SnCl2.2H2O at 0.125M concentration 

on glass at substrate temperature (723K ).Annealing was  preformed for prepared thin 

film at (823K) temperature. The structural and sensing properties of SnO2 thin films 

for CO2 gas was studied before and after annealing ,as well as we studied the effect 

temperature annealing on grain size for prepared thin films .      

                                                                             

 


